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ば一次球面収差を持っているような場合は最近 H.H.Hopkins ， 伊藤によってなされた。 測定装置の誤
差の原因に対しても，多くの研究者によって解決されつつある。著者もその一人で1955年以来写真レンズ












































ること， および単レンズでは逆投影法によって得られた測定値が H.H. Hopkins あるいは伊藤の計算式
によって得られた計算値と満足すべき一致を示すが，正投影法においては両者が多少の相違を示す乙とを
? ?
見出している。
第 7 節には正投影型と逆投影型の測定装置によって得られた結果が相違する理由について定性的に論じ
ている口すなわち正投影型において測定値と計算値とが異なる理由は被検レンズの収差と拡大に用いた顕
微鏡対物レンズの像面移動に伴なって発生する収差との相互干渉によって生じた高次の収差に原因するも
のであろうとの考察を行なっている。
第 8 節は本論文の総括である。
以上のごとく，レスポンス函数の測定において，従来困難のために除去できなかった種々の誤差の原因
を取除乞それによって計算値とよく一致した測定値が著者によって始めて得られた。乙れは光学におけ
るレスポンス函数に関する理論の正当性と実用性を裏付けるものであって，その意義は極めて大きい。ま
た従来，検討を行なうことなく，その試作が行なわれてきた，正投影型および逆投影型の測定装置につい
て精密な比較測定を行ない，両者の測定値の差具を見出してその原凶を追究したことは，今後試作される
レスポンス函数測定装置に対して，その設計指針を与えるものであると考えられる。このように著者の研
究は光学および光学工業に貢献するところが少なくない。よって本論文は博士論文として価値あるものと
五忍める。
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